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※概要（Summary）： 

近接場効果を用いて放射率を制御する宇宙用 MEMS

ラジエータの開発に取り組んでいる．近年，宇宙開発

のミッションの多様化に伴い, ラジエータの高機能化

が期待されている．衛星用ラジエータとして，従来の

サーマルルーバーなどの可変ラジエータでは，開口率

が小さく，かつ重量が重いため，特に小型衛星への適

用に問題があった．本研究では，高開口率を有する新

たな MEMS 可変ラジエータの開発を目標としている．

具体的には，MEMS 技術を用いて基板垂直方向に上

下動する熱スイッチ群を形成する．基板とダイアフラ

ム間隔を変化 (ON/OFF駆動)させ，近接場光により，

大きな実効放射率の変化の実現を目指している. 

 
※実験（Experimental）： 

本研究では，低電力で駆動するラジエータを表面マイ

クロマシニングを用いて試作した.特に，高速大面積電

子線描画装置，マスク・ウェーハ自動現像装置群によ

るフォトマスク作製を行い，金属および宇宙用にも耐

性のあるパリレン樹脂をパターニングし，ブレードダ

イサーを用いて 1 チップに分割する. 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

近接場の熱放射を利用した，宇宙用 MEMS 可変ラジ

エータを提案し，近接場効果を考慮した実効放射率計

算により, 本提案デバイスの実現可能性を示した.ヤ

ング率および熱伝導率が低いという特性に加え, 宇宙

用材料としても実績のあるパリレン樹脂を用いて，低

電圧で駆動可能で比較的充填率の高い MEMS ラジエ

ータ群のプロトタイプの試作を行った［1］． 

 

図１に示すように，近接場効果の生じないプロトタイ

プデバイスを用いて表面の温度変化および接触熱抵

抗値を計測した結果，本デバイスの接触熱抵抗は 3×

106 K/W であることが明らかになった.さらに熱解析か

ら，接触熱抵抗のみの ON/ OFF 駆動では，総括熱抵抗

値が約 1.9 倍の変化に留まることを示した． 

 近接場効果を考慮した場合の ON/OFF 時の総括熱抵

抗比は，室温では 8 倍程度，温度差の大きい宇宙空間で

は 17 倍程度の熱流束変化が可能であることを示した[2]． 
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Fig.1 Thermal image of the MEMS radiator array. 

 


